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革新的な光学機器からは、サブナノの精度で表面形状が制御され
た自由曲面光学素子が要求されている。そこで、必要な物理的限
界に近い機能を有する自由曲面光学素子を作製するために、絶対
形状測定である法線ベクトル追跡型サブナノ形状測定法を開発す
る。レーザーの直進性と高精度回転運動を活用して、測定点の法
線ベクトルすなわち傾斜角から形状を求める。開発したサブナノ
形状測定装置によって様々な自由曲面の形状測定し、繰返し性 1
nm 以下 ( サブナノ )、不確かさ 15 nm 以下を達成している。
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非球面ミラーの形状誤差測定
（形状誤差：59.2 nm PV、繰返し性：0.37 1nm( σ )、不確かさ：7.9 nm）


